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Mikroskopy stereoskopowe

Mikroskopyv cyfrowe

Mikroskopy w ukladzie prostym

Mikroskopy w ukladzie odwroconym

Specjalne rozwiazania — analiza chemiczna
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Mikroskopy w uktadzie Greenough — seria Ivesta

Mikroskopy stereoskopowe z serii lvesta pozwalajg na obserwacje z niespotykang dotad gtebig ostrosci i oferujg
urzadzenia:

* |vesta 3 — bez kamery/ze zintegrowang kamerg/z portem wizyjnym

* SAPO
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Zalety serii Ivesta

Dostrzez szczegoly w
mgnieniu oka

Technologia FusionOptics
zapewnia duza glebie
ostrosci bez utraty
rozdzielczosci

Znajdz szczegoly szybciej
dzieki 12 mm glebi ostrosci i

37.7 mm polu widzenia
Parafokalna optyka —
zachowanie ostrosci przy
zmianie powiekszenia

Poréwnanie obrazow z niewielka glebia ostrosci
oraz glebig ostrosci Leica FusionOptics

@ Bez FusionOptics Z FusionOptics
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Ivesta 3 — od ogotu do szczegotu

OO

-
O‘Q

Y2 obrotu pokretla dzieli Cie od podgladu do szczegolow

Duza moc optyczna, 9:1 pozwala na skuteczna prace z rozmaitymi

probkami
* Zobacz wiecej dzieki powiekszeniu na poziomie 55x
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Dostepne konfiguracije

%
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Dostosuj
mikroskop do
siebie

Uzywaj gdy...

Gdy potrzebujesz...

Moc optyczna/
powiekszenie

Odlegtosc¢ robocza

Inspekcja i manipulacja
podczas obserwacji przez
okulary

Oceny wizualnej

Obserwuj probke przez okulary i jednocze$nie prowadz dokumentacje cyfrowa

Udostepnianie wynikow
Szkolenie operatorow

Obserwacji z Obserwacji z Obserwacji z
+ dokumentacja (port wideo, + dokumentacja (zintegrowana + dokumentacjg (zintegrowana
dowolna kamera) kamera) kamera)
+ analizg obrazu + analizg obrazu + analizg obrazu
+ wprowadzaniem adnotacji i + duzym powiekszeniem
wymiarowaniem
9:1 /6.1x — 55x 8:1 / 10x— 80x
122 mm i wiecej 75 mm i wiecej



Stereomikroskop ale... jaki?

CMO GREENOUGH

,Common Main Objective“

okulary

glowica optyczna

‘ - : % dodatkowa soczewka czotlowa
— - ] ; — , ! l
Mozliwos¢ modutowej konstrukc;ji Wigksza glebia ostrosci, prostsza
systemu dzieki rownoleglym torom konstrukcja, brak soczewki czolowej

optycznym (np. kamera, oswietlenie, (=mniejszy koszt)
modutl ergo)
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Co i dla kogo?

Produkt

Typ

Zastosowanie

‘ Mikroskopy rutynowe

*
AGO-Series © Ivesta3 X M50, M60, M80 MI125C M165 C M205 C¥ M205 A

Greenough Greenough CMO

iem, dokumentacja

swietlenie

Duze powiekszenia, flu

* FusionOptics™ @
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Swiatlo odbite

LED 5000
Mikroskopy badawcze (M125, M165, M205)

LED 3000
Mikroskopy rutynowe (Ivesta, M50, M60, M80)

LED5000 RL LEDS5000 SLI LED5000 NVI
10450494 10450548 10450658/10450659

LED3000 RL LED3000 SLI LED3000 NVI
10450271 10450508 10450656

LED5000 MCI LED5000 HDI LED5000 CXI
10450561 10450062 10450657

Dodatkowo oswietlenie UV, IR, jak i oSwietlacze
Swiatlowodowe

LED3000 MCI LED3000 DI LED3000 BLI
10450507 10450660 10450661
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Swiatlo przechodzace

Podstawa swiatta Podstawa swiatta Podstawa swiatla
przechodzacego LED 2500 przechodzacego TL3000 Ergo przechodzacego TL4000 BFDF

10450655 v \ 6 {Aa
' -
\~ '}

\ g i/ Bright field

—
. - 10450124 Dark field

Podstawa swiatta przechodzacego TL5000 Ergo

Swiatlo przechodzace DL4

Rottermann Contrast

10450541
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Ramie przegubowe FlexArm

Podstawa z kolumna ostrzaca

o o’
Statywy z ramieniem, antyelektrostatyczne (ESD) <_//->
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Mikroskopy stereoskopowe

Mikroskopy cvfrowe

Mikroskopy w ukladzie prostym

Mikroskopy w ukladzie odwroconym

Specjalne rozwiazania — analiza chemiczna
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Daj sie zainspirowac tatwoscia pracy

Mikroskop cyfrowy Leica Emspira 3
posiada wszelkie niezbedne cechy aby
stacC sie podstawowym narzedziem
inspekcyjnym. Umozliwia prace bez
podiaczenia do PC, wykonywanie
pomiarow diugosci, katow, pol i
obwodow, zapis zdjec¢ na pendrive lub
Serwer.

» Przyspiesz inspekcje
» Precyzyjne pomiary +/- 0,5-1,5%
» Pracuj w rozdzielczosci 4K

pikimstrurmemts



Emspira 3: Przyspiesz prace

Precyzyjna inspekcja z jednym urzadzeniem
Prowadz pomiary bez uzycia PC

* Pomiary na zywo
* Zapisuj na nosnik danych lub na serwer

Nie zastanawiaj sie, porownaj

* Porownywanie zdjeC naniesionych na siebie lub w
podzielonym oknie, negatyw

* Precyzyjne i powtarzalne wymiarowanie dzieki obiektywom
planapochromatycznym 0.5x i 1.0x

Porownywanie zdjec
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Specyfikacja

Emspira 3:

Zintegrowana kamera 12 MPix

Rozdzielczosc¢ 4K, 60 klatek/s

Oprogramowanie uktadowe umozliwiajace prace

bez uzycia PC
Personalizowany interfejs
Pylo- i wodoszczelna konstrukcja IP21

Automatyczne wykrywanie aktualnego
powiekszenia

Moc optyczna glowicy 8:1

Powiekszenia od 8,2x do 1027x dzieki
rozmaitym obiektywom (przeliczenie na ekran
28”)

Parafokalna optyka — ztap ostrosc¢ na
maksymalnym powiekszeniu i miej ja na zawsze
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Emspira 3: Dopasuj rozwiazanie do siebie

Swoboda konfiguracji

Punkt pierwszy - oSwietlenie

* Pozwol zadziatac fizyce i dobierz odpowiednie
oSwietlenie — pierScienie LED, oswietlenie

punktowe, spolaryzowane i wiele innych

Od ogotu do szczegotu

* Plynna lub skokowa regulacja powiekszenia w
zakresie 1:8 (0,75-6%)

« Badz precyzyjny i szybko wracaj do poprzednich
ustawien dzieki kodowanemu pokrethu zmiany
powickszenia oraz skokowemu systemowi

zmian
* Obiektywy od 0.32x do 5.0x

Na statywie, na ramieniu a moze na wysiegniku?
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Camera

Acquire

& Image

' Video

Brightness

White Balance

Gallery

E
-@- Image Process
| S |

Reticule Default

R

Measure

Orientation

5

Settings Digital Zoom
[o=m=——s -

57.166GB free

Default

FullHD
IPG

1080p30 =
BMP

() Auto
()— Brightness 1

& Auto

One Push White Balance
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& Mirror vertical
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DVMG6: Nie szukaj, znajdz!

-
s
LEICA DVMs }

Spojrz glebiej dzieki zaawansowanemu
mikroskopowi cyfrowemu DVM6. Dzieki wymiennej
optyce pole widzenia lezy w przedziale 0,2 - 43,75
mm!

 Wybitnie latwa obsluga w polaczeniu z doskonate;j
jakosci optyka

« Kodowane parametry pozwalaja na odtwarzanie
warunkow obserwacji

* Dla eksperta jak i nowicjusza

+ Szeroka gama akcesoriow — polaryzatory, dyfuzory,
fluorescencja, sSwiatto przechodzace
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DVM6: Konfiguracije

DVM6 A DVM6 M

W petni zmotoryzowany

Konfiguracje

System modutowy

I

Dopasuj rozwigzanie do siebie

pikinstruments



DVM6: Przyklady

wedtug 150 18221 16:1 powiekszenie optyczne

~12X

293

PLANAPO FOV 43.75

‘niskozakresowy’
WD =60mm

GAFEHIUIN

PLANAPO FOV 12.55

‘Sredniozakresowy’
WD =25mm

AmAia1g0 suudiwAm

~150x B

PLANAPO FOV 3.60

‘wysokozakresowy’
WD =5mm

<«<— 0.18mm —>

~190x
415 Ip/mm

~675x
1073 Ip/mm

~2350x

2366 Ip/mm
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DVMO6: Trzeci wymiar

Rekonstrukcje 3D topografii powierzchni:
- profile wysokosci
- odleglosci w przestrzeni

- katy, objetosci

1671
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Mikroskopy stereoskopowe

Mikroskopyv cyfrowe

Mikroskopy w ukladzie prostym

Mikroskopy w ukladzie odwroconym

Specjalne rozwiazania — analiza chemiczna
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Rodzina mikroskopow DM - dla przemysiu 1 nauki

Metale Elektronika Motoryzacja Urzadzenia Uczelnie i
medyczne instytuty
Przyktlady:
Metalografia Inspekcja Analiza uszkodzen

* Wielkosc¢ ziaren

» Udzial faz

* Grubosc¢ warstw

* Odweglenia
 Wtracenia w stali

* ZgodnosS¢ z normami

Pekniecia, odkruszenia
oraz inne wady

* metale, plastik, szklo
+ Plytki PCB
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Rodzina mikroskopow DM

Seria DM - wszystkie techniki kontrastowe:

- DM500-DM750 - mikroskopy edukacyjne (Swiatlo odbite i przechodzace)

/
T
- DM1000-3000 — mikroskopy do rutynowych badan w swietle przechodzacym i odbitym K

,#

- DM4 - DM6 - zaawansowane mikroskopy badawcze

pikinstruments



DM4/DM6 M - dla przemystu 1 nauki

Mikroskopy DM4 M/DM6 M oferowane sa w dwoch podstawowych
konfiguracjach idealnych zarowno dla nauki jak i przemystu.

Dodatkowe akcesoria
zwiekszajace uniwersalnosc
urzadzen

- DM6 M:
Kodowany, czesciowo W pelni zmotoryzowany
zmotoryzowany
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DM4 M — prostota zaawansowane] mikroskopii

Czesciowo zmotoryzowany ale zawsze z
reczna kontrola

* Automatyczne funkcje (oswietlenie, filtry
kontrastowe, przystony) zapewniajq
powtarzalne obrazowanie

* Szybka zmiana probki, pozycji lub
powickszenia? Klik!

 Wysokorozdzielcze ciemne pole* — wiecej
informacji w krotszym czasie

* Dostepne dla obiektywdw 20x, 50x, 100x Plan Fluotar @
¥ J e
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Pelna automatyzacja - zwieksz wydajnosc

* Automatyczne pozycjonowanie probek, skany w
trzech wymiarach, automatyczne obrazowanie
wielu probek, rekonstrukcje 3D i obrazy o
poszerzonej gtebi ostrosci

Automatyczne przywracanie parametrow

Idealne do zaawansowanych zastosowan, w
tym analizy chemicznej LIBS!
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DM4 /DM6 M — powtarzalne 1 wiarygodne wyniki

Uzyskuj poprawnie skalibrowane oraz powtarzalne
obrazy dzieki zmotoryzowanym funkcjom

* Obrazy sa automatycznie kalibrowane w zaleznosci od
uzytych obiektywow

* Zapis zdjeC z danymi o parametrach

* Najwyzsze dostepne rozdzielczosci 1 zaawansowane
techniki kontrastowe

Oswietlenie LED o stalej temperaturze barwowej i
ogromnej zywotnosci

o N : b : » v .. & o b 20 \ e » 4 . ' : > &)
. . Probka do analizy ziarnowej, Kompozyt, 50x, kontrast Trawione zelazo, 50x, kontrast
Mosiadz 10x, jasne pole ; ‘ :
10x, ciemne pole Nomarskiego Nomarskiego

pikmstrurmemts




DM4 /6 M: Trzeci wymiar

Rekonstrukcje 3D topografii powierzchni:
- profile wysokosci
- odleglosci w przestrzeni

- katy, objetosci

1671
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Mikroskopy stereoskopowe

Mikroskopyv cyfrowe

Mikroskopy w ukladzie prostym

Mikroskopy w ukladzie odwroconym

Specjalne rozwiazania — analiza chemiczna
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DMi8 — wielozadaniowy mikroskop dla przemystu

Mikroskop Leica DMi8 dopasowany dla kazdego — od wersji manualnej przez kodowana
a konczac na w peilni automatycznym urzadzeniu

DMi8 C: - DMi8 A:
Manualne, kodowane funkcje * Automatyczne funkcje
Kodowany = komunikujacy si¢ z

jednostka sterujaca (/

pikinstruments

DMi8 M:

W peilni manualny




Dla kogo DMi8?

@ . - Analiza
e Produkcja @ Jakosc wad

Metalurgia Elektronika i Branza Urzadzenia Osrodki naukowe
elektrotechnika motoryzacyjna medyczne
Przyktady:
Metalografia Inspekcja Analiza wad
* Wielkosc¢ ziarna AT > + Testy jakosci (metale, Badanie uszkodzen, wad s
* Analiza fazowa E'i: et polimery, ceramika) materiatlowych, wtracen =

* GrubosS¢ warstw
* Stopien odweglenia >
* QOcena wtracen w stali ﬁ{;

* Inspekcja
modutow PCB

&
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DMi8 — odwroc zasady gry

Dostrzez wiecej informacji o powierzchni swoich
wyrobow aby uniknac¢ problemow z jakoscia

* Obiektyw makro (0,7x = 35,7 mm pola widzenia) dla
szybkiego pogladu

« Zmotoryzowane funkcje (rewolwer, filtry, stolik
przedmiotowy) dla przyspieszenia pracy

* Kodowane funkcje (rewolwer, filtry, oswietlenie) dla
zapewniania powtarzalnosci warunkow obserwacji

« Wbudowane oswietlenie skosne (UC-3D) oraz
wysokorozdzielcze ciemne pole aby w krotkim czasie
pozyskac wiecej informacji na temat powierzchni

Mikroskop moze pracowac samodzielnie lub z jednostka
sterujaca PC (oprogramowanie LAS X). Mozliwosc¢ pracy i
wykonywania prostych pomiarow bez uzycia PC dzieki

kamerze Flexacam C5
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DMi8 — korzysci dla uzytkownika

Oszczedzaj czas dzieki blyskawicznemu
przejsciu od skali makro do
skali mikro (35,7 -0,25 mm)

* Pole widzenia na poziomie 35,7 mm przy
okularach 10x/25

Probka przy powiekszeniu 0.

* Dostrzegaj struktury makro, kierunek obrobki,
szybko odnajduj interesujace obszary

7‘7

Powiekszenie 100x

* Mikroskop i makroskop w jednym? Otoz tak!

“
g

2%
‘-

1.25x przy 22FOV -> 17.6 mm@l1.25x przy 23FOV -> 18.4 mm@ 1.0x przy 25FOV -> 25 mm [ 0.7x przy 25FOV -> 35.7 mm O
@ o ‘
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DMi8 — mniej a wiece]j

Mniej czasu a wiecej informacji Jasne pole, obiektyw 20x Oswietlenie skosne,
_ ~ obiektyw 20x

« Wbudowane oswietlenie skosne UC-3D
pozwala uwidoczni¢ wady
powierzchniowe

» Leica = najjasniejsze ciemne pole*

Ciemne pole, obicktyvdiN Wysokorozdzielcze 01c~
LA ’ ) ‘ = o ‘ l’

N

200

Intensity
8 g
; —_
Intensity
3 2

g
8

0

1 25 49 73 97 121 145 169 193 217 241 265 289 313 337 361
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Standardowe konfiguracje

Modutowy system
spetniajacy kazde

S

.\.

4
wymagania ]
L L F .: |‘ ',o‘ | _IE *m
7 ol ‘/; @ 1
Rozwiazanie DMi8 M 4 DMi8 C e DMiS A -
Sterowanie Reczne Reczne 1 kodowane Zmotoryzowane

Uzyj do...

Gdy
potrzebujesz...

Gdy
wymagasz...

Podstawowa inspekcja probek, przy
niewielkim dziennym obciazeniu
mikroskopu

Manualnych inspekcji

+dokumentacji

+ Podstawowej inspekcji (jasne pole)

+ Badac¢ probki o niewielkim kontrascie
faz (oswietlenie skosne)

+ Kontrastu Nomarskiego (DIC)

Powtarzalnych i niepodwazalnych badan
probek przy srednim dziennym obciazeniu
laboratorium. Kodowane funkcje pozwola
na przyspieszona prace.

Manualnych inspekcji

+ bardziej zaawansowanej dokumentacji
+ analizy obrazu

Szybkiej inspekcji z obiektywem makro

Podstawowej inspekcji (jasne pole)

Badac¢ probki o niewielkim kontrascie faz (oSwietlenie skosne)
* Specjalnych technik (ciemne pole, kontrast Nomarskiego)
* Analiza uszkodzen (kontrast fluorescencyjny)

Powtarzalnych i niepodwazalnych badan
probek przy znacznym dziennym
obciazeniu laboratorium. Zmotoryzowane
funkcje pozwola na przyspieszona prace.
Przyjazny przy obsludze wielu
uzytkownikow

Automatycznej analizy oraz najwyzszej
wydajnosci urzadzenia; zaawansowanej
obrobki obrazu, skanéw powierzchni

+ zaawansowanej dokumentacji

+ zaawansowanej analizy obrazu, w tym
obrazow 3D

Zmotoryzowanej analizy od makro do

pIKINstruments



Mikroskopy stereoskopowe

Mikroskopyv cyfrowe

Mikroskopy badawcze w ukladzie prostym

Mikroskopy w ukladzie odwroconym

Specijalne rozwiazania — analiza chemiczna
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DM6 M LIBS: Ocena wizualna 1 chemiczna

System DMO6M z laserowa glowicag (LIBS) umozliwia zbadanie skladu chemicznego -
impuls laserowy wytwarza krater o srednicy ok 15-20 uym a wzbudzony materiat
emituje charakterystyczne promieniowanie, ktore nastepnie jest analizowane.
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Zakres analizowanych pierwiastkow

Akceptowalny

Tianium
47 87
>
Te *2
Molybdenum 1 Tellurium
9595 . 127.6

Hg 80

Gold Mercury

197.00 200.6

Bh 197 Cn 112
Bohrium L i Copemicium
(2710 {285)
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PIK Instruments Sp. z o.0.
ul. Gen. L. Okulickiego SF '/'—Q/.
05-500 Piaseczno

kontakt@pik-instruments.pl

+48 22 726 74 96 . _ ’

Oddzial przemystowo-ustugowy pl k | n Str U m e mtg
Lwowska 34

41-500 Chorzow

+48 798 440 227

Zabrania si¢ kopiowania, edycji oraz -
rozpowszechniania niniejszych materialow eLca AUTHORIZED
bez zgody PIK Instruments. o PARTNER


mailto:kontakt@pik-instruments.pl

	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22
	Slajd 23
	Slajd 24
	Slajd 25
	Slajd 26
	Slajd 27
	Slajd 28
	Slajd 29
	Slajd 30
	Slajd 31
	Slajd 32
	Slajd 33
	Slajd 34
	Slajd 35
	Slajd 36
	Slajd 37
	Slajd 38
	Slajd 39
	Slajd 40
	Slajd 41

